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Abstract (en)
The microswitch has a micromechanically produced first carrier (16) with an electrically conducting first layer (18) and a second carrier (17), which
can also be micromechanically produced, with a second electrically conducting layer (19). The conducting layers have opposing contacts (20,21)
in a switching zone (24) and at least one carrier is elastically flexible, so that the contacts can be moved between contact and non-contact positions
by a switching movement of at least one carrier. To form a sensor, at least one elastically flexible carrier has a weakly magnetic actuation part (11),
so that the switching movement can be caused by the action of a magnetic field on the actuation part. At least one carrier can be of semiconducting
material, esp. silicon.

Abstract (de)
Es wird ein Mikroschalter (1) vorgeschlagen, der einen mikromechanisch gefertigten ersten Träger (16) mit einer elektrisch leitfähigen ersten
Leitschicht (18) aufweist und der über einen ebenfalls mikromechanisch gefertigten zweiten Träger (17) verfügt, der eine elektrisch leitfähige zweite
Leitschicht (19) aufweist, wobei beide Leitschichten (18, 19) in einer Schaltzone (24) einander gegenüberliegende elektrisch leitfähige Kontakte
(20, 21) besitzen. Wenigstens einer der Träger (16) ist elastisch biegbar, so daß die Kontakte (20, 21) durch eine Schaltbewegung des betreffenden
Trägers (16) zwischen einer aneinander anliegenden Schließstellung und einer voneinander beabstandeten Offenstellung bewegbar sind. Um einen
Sensor zu erhalten, weist der elastisch biegbare Träger (16) eine weichmagnetische Betätigungspartie (11) auf, so daß die Schaltbewegung durch
ein auf die Betätigungspartie (11) einwirkendes Magnetfeld verursacht werden kann. <IMAGE>
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